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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

新奇スピン物性を発現すると理論的に予測されている材料を合成し、その結晶構造
を透過型電子顕微鏡により観察した。

実験
Experimental

CVD法によりSnSとSnS2結晶をSiO2/Si基板上に成長させた。1 μm程度の厚みを
持つ結晶から、集束イオンビーム加工装置（Quanta3D）で薄片試料を作製した。
他施設の超高分解能分析電顕 Titan3 60-300 Double Correctorを用いて、面直方
向及び断面方向からTEM像を取得した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1に、各硫化スズの断面及びc面方向からのHAADF-STEM像を示す。ともに層状
の構造を有していることが確かめられ、またSnSに関しては面内異方性により切断
方向によって異なる断面像が得られた。また、c面の像からそれぞれ異なる形状の
単位胞を有していることも確かめられた。CVD法により成長させた硫化スズ結晶が
高い結晶性を有していることが明らかになった。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 SnSとSnS2の、断面方向とc面方向からのHAADF-STEM像(カラフルなもの
はEDSマッピング)
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